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１．はじめに 

 光通信システムでは、光源に用いられる半導体

レーザの発振安定化のため、光非相反素子である

光アイソレータが必要不可欠である。近赤外領域

では、光アイソレータを構成するとき、使用波長

域で透明であり、大きな磁気光学効果を示す磁性

ガーネットが用いられる。非相反移相効果を利用

した導波路型光アイソレータは、ファラデー回転

型素子のように位相整合条件を満足する必要が

無く、印加磁界の制御も容易である。Si などの高

屈折率材料を導波層とする磁気光学導波路では、

伝搬する光波に大きな非相反移相量が生じるこ

とが、Yokoi らにより報告されている[1]。本研究

では、任意の位置に任意の材料を直接成膜できる

超音速フリージェット PVD（Physical Vapor 

Deposition）法により、Si 導波層上に磁性ガーネ

ット薄膜を直接成膜して磁気光学導波路を構成

することを検討したので報告する。 

２．素子構造 

 超音速フリージェット PVD 法により製作され

る磁気光学導波路を用いた光アイソレータを Fig. 

1 に示す。非相反移相器がマッハツェンダ干渉計

に挿入された導波路型光アイソレータであり、磁

気光学導波路は磁性ガーネット/ Si / SiO2構造を

有している。非相反移相効果により、順方向では

干渉計伝搬後に同相で結合器に入射し、出力端に

結合される。逆方向では干渉計伝搬後に逆相とな

るため、結合器の出力端に結合されない。 

 

Fig. 1 Optical isolator with Si guiding layer 

fabricated by supersonic free-jet PVD 

 

３．実験結果 

 超音速フリージェット PVD 法により、Si 基板

上に Y3Fe5O12 (YIG) を成膜した。X 線回折によ

り YIG の結晶性を、振動試料型磁力計により磁

気特性を評価した。成膜後のアニール処理により、

YIG 膜の結晶性及び磁気特性が改善されること

を確認した。 
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